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摘要(译)

本发明的一个目的是提供一种超声系统，其能够校正脉冲反转（PI）中
的正负不对称并获得高图像质量的超声图像。为了执行包括振荡调节放
大器（ 10 ）和超声振荡器阵列（ 90 ）的传输组件电路的不对称校正，
存储在校准模式下获得的校正数据在校正存储器（ 46 ）中，包含计算单
元（ 45 ）的整个接收组件电路的正负不对称性在设备的诊断模式下被校
正使用校正数据。
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